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Inteligentni inovace

Rychla analyza lomovych poruseni se zarucenou presnosti
a opakovatelnosti*

*Aby byla zaru¢ena presnost ve smérech XY, musi byt postup kalibrace proveden servisnim technikem spole¢nosti Olympus.



VsSestrannost v rozsahu od

makro po mikro

» Velky vybér objektivi zajisti to nejlepsi
zvétSeni, rozliseni a pracovni vzdalenost
pro vas vzorek

» Kddovany systém pozorovani s volnym
uhlem

» Rychld zména objektiv(i a metody nn m LLLL il
pozorovani pouhym stisknutim tlacitka i nn un e

» VSechny metody pozorovani jsou
k dispozici pri vSech zvétSenich

Spolehnéte se na vysledky
svych méreni diky zaruc¢ené
presnosti

» Presna mereni pomoci telecentrického
optického systému

» Presnost a opakovatelnost jsou
zaruceny pri vSech zvétSenich

Pokrocila méreni, ktera jsou
rychla a snadno dostupna

» \ylepSené analytické funkce délaji
z DSX1000 vykonny a vSestranny
nastroj pro kontrolu

» Rychlejsi analyzy s pokrocilymi a
snadno pouzitelnymi funkcemi

Vicenasobné pozorovani A
jedinym kliknutim it L



VSestrannost v rozsahu od makro po mikro

pozorovani
(+ 90°)

Siroky
rozsah
zvétsent:
23x az 8220x

Max. 66mm
pracovni
vzdalenost

SNdNATC

Stolek XY
s motorickym
pohonem
a rotac (+ 90°)

Zvétseni mikroskopu v rozsahu 23x az 8220x vam umoZzfiuje provadet pozorovani s vysokou Urovni prehlednosti pri nizkych
zvétSenich i plynulé zvétSeni az na mikrometrickou Uroven, je-li potfebna podrobna analyza.

Hloubka ostrosti a velka pracovni vzdalenost vam poskytuji vysokou miru flexibility pri prohlizeni vétsich vzorkd, pricemz systém
pozorovani s volnym thlem vam umozriuje zobrazovat zkoumany vzorek z mnoha smérd.



Vs

Reseni naro¢nych Ukoll v oblasti kontroly

Kontrola a analyza hrubych vzork i na Grovni mikronti pomoci jednoho systému

V minulosti byly k provadéni kontroly potfebné mikroskopy jak s vysokym zvétSenim, tak i s nizkym zvétSenim.
Prenaseni vzork mezi témito mikroskopy bylo ¢asové naroéné a vyzadovalo provadéni velkého mnoZstvi Uprav nastaven.

DSX1000

- Lep$i objektivy poskytuji lepsi
rozliseni

- Dlouha pracovni vzdalenost

- Velka hloubka ostrosti

- Rychla a snadna vyména objektivu

DSX1000 Kontrolu mizete provadét pomoci jednoho snadno pouzitelného systému.

Obrazy s vysokym rozliSenim ziskavané pfi vysokém zvétSeni

Konvenéni digitalni

Pri provadéni kontrol nepravidelnych ‘
mikroskop

vzorkl je dllezité, aby byla zachovavana
bezpecna vzdalenost mezi objektivem a
vzorkem a tim bylo zabranéno moznosti
poskozeni vzorku. K tomu, abyste mohli
zobrazovat detaily, musite nastavit vétsi
zvétSeni, coz v8ak ma zpravidla za
nasledek ziskani horsiho rozliseni.

DSX1000

)

DSX1000

Vysoce kvalitni obrazy ziskané pri vysokém rozliSeni s pokrocilou optikou.

Minimalni pravdépodobnost kolize se vzorkem
DSX1000

Je-li vzdélenost mezi vzorkem a
objektivem prili§ mala, béhem analyzy
muze dojit ke kolizi objektivu se vzorkem
a k pfipadnému poskozeni vzorku.

DSX1000 | nepravidelné vzorky je mozno pozorovat bez nebezpeéi kolize.




Zvolte nejvhodnejsi objektiv pro provadenou analyzu

Nase typova rfada zahrnujici 17 objektivl, véetné volitelnych provedeni s mimoradné
velkou pracovni vzdalenosti a vysokou numerickou aperturou, umoznuje diky vysokeé
mife flexibility ziskat Sirokou $kalu snimkdl.

Podrobngjsi informace o nasich objektivech,
viz strana 35 a 36.

Cely obraz v SirSim kontextu: Rozsah zvétSeni 23X az 8220X

Stisknutim tlacitka Ize plynule ménit zvétSeni v rozsahu od hodnot odpovidajicich souhrnné analyze az po hodnoty potfebné pfi
podrobném pozorovani.
23x 117x 587x




Minimalni pravdépodobnost kolize se vzorkem

Systém DSX1000 nabizi velkou hloubku ostrosti a dlouhou pracovni vzddlenost, takZze mdlzete sledovat i nerovné vzorky s minimaini
pravdépodobnosti jejich poskozeni.

Rada SXLOB

Vysoké rozliSeni a velka pracovni vzdalenost v jednom objektivu

Objektivy, které slucuji vysokeé rozliSeni a velkou pracovni vzdalenost, vam umoznuji analyzovat velké, nepravidelné vzorky, jako
napriklad soucésti automobill a strojd, u kterych bylo v minulosti obtizné provadét kontroly za pouZiti optického mikroskopu.

Rada XLOB

Vyjimecéné rozlisSeni s 0,95 numerickou aperturou

Digitalni mikroskop DSX1000 vyuZiva véechny prednosti optickych mikroskopickych objektivi. Korekce chromatické aberace, kterou
se tyto objektivy vyznaduji, vam umozniuje sledovani jemnych detailli zkoumaného vzorku.

Rada UIS2



Sledujte vzorek pod mnoha uhly

Sikmé pozorovani (+ 90°)

Konstrukeni usporadani optického systému s eucentrickym
bodem umoznuje zachovani dobrého zorného pole pfi néklonu
nebo otoCeni pracovniho stolku, diky Eemuz Ize provadet
pozorovani vzorku pod mnoha uhly. Vyhoda tohoto flexibilniho
feSeni spociva v tom, ze vzorky nemusite pozorovat pouze
shora, coz vam usnadfiuje nalezeni jinak obtizné viditelnych vad.

Pozorovani s otacenim (+£90°)

Pracovni stolek se otaci v rozsahu 90 stupiid, ¢imz vam
poskytuje jesté vétsi miru flexibility pfi rozhodovani o zptsobu
pozorovani vzorku.




Snimky, na které se muzete spolehnout

Zivé obrazy ve vysokém rozli$eni

Zachytte vysoce kvalitni snimky vzorku diky pokrocilé technologii obrazového snimace mikroskopu. Globalni zavérka kamery exponuje
cely pixel soucasné a vytvari plynuly Zivy obraz i pfi pohybu pracovniho stolku. Vysledkem je snadné a rychlé potizeni snimka.

Plynulé zaznamenavani zivych obrazu pfi
vysoké snimkové frekvenci 60 fps
Snimkova frekvence

Vysokéa snimkovaci frekvence mikroskopu DSX1000 60 snimkd
za sekundu (fps) zachycuje ostré snimky pohybujicich se vzorkd.

Zobrazovani ve vysokém rozliSeni umoznujici vysoce vérnou reprodukci barev

Diky rezimu 3CMOS, kterym je vestavéna kamera vybavena, mizete ziskavat snimky s vysokym rozliSenim, vyjime¢né vérnou
reprodukci barev, pric¢emz velikost souboru zlstava mala.

1 3CMOS 2 Posunuti k obrazu na pravé strané

3 Prechod k levému dolnimu obrazu

—

4 Prechod k vedlejSimu obrazu vpravo

Sy 0

EsSEESE

Bez rezimu 3CMOS S rezimem SCMOS

Systém mikroskopu DSX1000 vam umozni ziskat stejnou kvalitu obrazu jako pfi
pouziti kamery se tfemi snimaci, a to diky tomu, Ze systém provadi postupné
zaznamenavani obrazu po presunuti snimace do dalsi polohy.

Korekce barev v osmi osach
Barevné oblasti jsou rozdéleny do osmi os a barva v kazdé ¢asti se upravuje nezavisle. To vam umoznuije flexibilitu ve vytazeni
Cervené barvy nebo ladéni zelené na tmavsi barvu. Tento algoritmus Upravy barev poskytuje jejich dobrou reprodukci.

Korekce barev v osmi osach

Kamera Standard



Prohlédnéete si svoje vzorky v jiném svetle

Minimalizace svételnych odrazi

Adaptér rozptyluje svétlo, ¢imz prispiva k minimalizaci odraz(
tohoto svétla a vzniku tmavych prechod( na vzorcich,
napiiklad na valcovém kovovém povrchu.

Bez adaptéru S adaptérem

Potladeni odrazu

Pri pozorovani povrchu tenké vrstvy nebo pri
pozorovani povrchu predmétu skrze priihledné médium
jako napiiklad sklo, se ¢ast tohoto povrchu miize jevit
jako velmi svétla. Adaptér je proto mozno dopliovat
optickym polarizacnim kotoucem, ktery odrazy svétla
potladuje.

Ii ULTEHT
Il

Bez adaptéru Uvnitf adaptéru



Jednim kliknutim zobrazite vzorek ve 3D

Ziskejte rychle fadu 3D snimkd, které nelze zachytit pomoci bézného optického mikroskopu. | kdyz ma vzorek velké nepravidelnosti a
¢ast povrchu je neostrd, pouhym stisknutim tlacitka miZete ziskat plné zaostreny 3D obraz.

-1796.466

Ziskejte rychle 2D/3D snimky pomoci automatického spojovani

Funkce panoramatického pohledu umozriuje zaznamenavat 2D/3D snimky Siroké oblasti. Pri pouziti funkce skladani fady jednotlivych
zaostrenych obrazl mdlZete sledovat vzorek, jehoz celkova plocha je vétsi nez zorné pole mikroskopu.

Sledujte materialy v pribéhu éasu

Casosbémé zobrazovani automaticky zaznamenava snimky v predem nastavenych intervalech, takze mdzete pozorovat zmény
materidlu v prdbéhu casu.
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Vicenasobné pozorovani jedinym kliknutim

Konzole

~ OLYMPUS

Mikroskop DSX1000 poskytuje takovou miru flexibility, ktera urychluje a usnadnuje pracovni postup pfi provadéni kontrol vzorkd.
Zmeény nastaveni pozorovani se provadeji jednoduchym otacenim ovladace s kruhovou stupnici a mezi Sesti rozdilnymi metodami
pozorovani se prepnete pouhym stisknutim tlacitka.

Best image
MIX

0US M

Nejlepsi
pozorovani

Adjust image

OBO( ( ALLMODES Shadow Contrast

BF Contrast

OBLIQUE DF
PO DIC

Registration

Cancel

Funkce vicenasobného nahledu zobrazuje vzorek pii nékolika metodach pozorovani, coz usnadriuje detekci vadnych dild.

Zasuvny objektivovy
revolver




Okamziteé prepinani setfi Cas

Vyména objektivd u optického mikroskopu je obecné tézkopadna a nékteré zplsoby osvétleni nemusi byt podporovany. Vyména
objektivi mikroskopu DSX1000 je rychla a snadna — vyberte si ze Sesti metod pozorovani a prepinejte mezi nimi jedinym kliknutim.

Konvenéni systémy mohou nabidnout pouze jednu nebo dvé metody pozorovani, coZz omezuje rozsah pozorovani vaseho vzorku.
Mikroskop DSX1000 nabizi rlizné metody pozorovani, z nichz vzdy mdzete zvolit tu, ktera je nejvhodnéjsi pro vase aktualni
pozorovani.

Metody pozorovani podporované konvencnimi digitalnimi mikroskopy

- Metoda pozorovani | Metoda pozorovani | Metoda pozorovani
A B C

ZvétSeni objektivu A Podporovana funkce

ZvétSeni objektivu B Podporovana funkce
Zvétseni objektivu C Podporovana funkce

Rychle prepnéte nastavec objektivu a zvétSeni se automaticky aktualizuje.
DSX1000 Mezi 6 volitelnymi metodami pozorovani mtizete prepinat jedinym kliknutim.
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Pohodiny pristup k béznym funkcim

Multifunkeni konzole poskytuje rychlou a snadnou analyzu. Seskupenim funkci pozorovani a snimani obrazu na konzoli mate k témto
funkcim snadny pfistup i bez mysi. Pouzivani konzole vdm pomtiZze dokoncit analyzy rychleji a zaroven se vyvarovat prehlédnuti a
chyb.

= FOCUS SPEED
- LENS EXCHANGE TILT
FULLSCREEN  WHITE BALANCE RS eMIAL l

b= wicn

| S

AUTO FOCUS

AcauSmon  AcauiSmon SHICHNG § XY STAGE :
|
— |
- i - LIGHTING CONTROL
DR TEXTURE HDR GLARE CONTRAST oProoUs
L] £ - - Ead
[f U= oF x P oo

Funkce zachyceni, Ovladani osvétleni Nastaveni priblizeni
spojovani a vylepseni Tladitka pro prepinani Posuiite rotujici Nastaveni zaostreni
obrazu ve 2D nebo 3D metody pozorovani pracovni stolek

*-------------------------------------------

Usporadejte tlacitka podle svého pracovniho postupu

Rychlé prepinani metody pozorovani

Konvencni digitalni mikroskopy jsou omezené zplisobem osvétleni, které Ize u jednotlivych objektivi pouzit. S digitalnim mikroskopem
DSX1000 mUzete pouhym stisknutim tlacitka na konzoli pfepinat mezi Sesti metodami pozorovani.

BF OBLIQUE DF MiX

Diferen¢ni
Svétlé pole Sikmé Temné pole MIX Polarizace interferencni
kontrast

Rychlé optické nastaveni pomoci otoc¢ného volice osvétleni

Ovladac osveétleni mikroskopu DSX1000 umoznuje jemné doladéni osvétleni otocnym voli¢em, takze nemusite nastaveni provadét
mysi.

¥

Fe

BF: Koaxidlni osvétleni OBQ: Nastaveni osvétlenf DIC: Nastaveni optického hranolu

'




Nejlepsi pozorovani obrazu diky 6 metodam pozorovani

Jedinym kliknutim mlzZete okam?Zité zobrazovat snimky vzorkd, které byly zaznamendany pomoci 6 rliznych metod pozorovani. Z nich
si mdZete vybrat ten snimek, ktery je pro pozorovany vzorek nejvystiznéjsi, nacez se stavajici nastaveni automaticky prizpCsobi tak,
aby se prislusna metoda pozorovani vyuzila co nejlépe.

Best image
MIX

Observation setting

Adjust image
ALL MODES Shadow Contrast
OBLIQUE DF
PO

BI" Contrast OBQ(R)

Others

Registration

Cancel

Uchovejte drive pouzité podminky pozorovani pro pristé
Pfi pofizeni snimku systém zaznamena podminky, za kterych byl pofizen. Tyto podminky mizZete kliknutim na obraz zpétné vyvolavat,
coz vam usnadnuje provadeét pozorovani za pouZiti stejnych podminek a nastaveni.

Vzorek A Vzorek A

! Magnification
Imaging
Tlumination
Camera

Image correction

Comment

Vzorek podobny
vzorku A

Vzorek podobny
vzorku A

Podminky, za kterych byl snimek pofizen, jsou u
kazdého snimku ulozeny. Tyto podminky je pak
mozno opakované naditat jedinym kliknutim.

Rychlé vyhledavani podminek,
za kterych byl snimek potizen,
umoznuje provadeni Ucinné analyzy.
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Integrované metody pozorovani Smigené pozorovani (BF+DF)

Snadné prepinani mezi svetlym polem (BF), Sikmym osvétlenim,

temnym polem (DF), MIX (BF a DF), jednoduchou polarizaci (PO),

diferencialnim interferencnim kontrastem (DIC) a pozorovaci § B
funkce pro zvyseni kontrastu. Tato flexibilita vam umozni

zvladnout témér jakykoliv ukol v oblasti mikroskopickych kontrol.

Svétlo je vyzarovano z kruhu okolo
objektivu

Snadné zjistovani ryh a vad, které

mohou byt obtizné rozpoznatelné pomoci konvenéniho
mikroskopu, tim, ze kombinuje detekéni schopnosti
temného pole (DF) s viditelnosti svétlého pole (BF).

e}
]
=
-
=
=

BF (

) PO (polarizace)

Vhodné pro ploché vzorky Zafizeni uréené pro polarizaci vzorku

U zrcadlové zobrazovaného povrchu se ryhy jevi jako Tim, ze vyuziva ortogonalni prostorové usporadani

tmavsi oproti okolnimu povrchu, coZ umoZziiuje jejich dvou polariza¢nich filtrd, vam tato metoda umozriuje

vyniknuti. pozorovani kontrastu a barev podle polarizacnich
vlastnosti vzorku.

OBQ ($ikmé)

Zvyraznéte nerovnosti na povrchu

EE— Moznost vizualizace nerovnosti,
pozorovaného vzorku =

cizorodych ¢astic, ryh a dalSich vad

Tuto metodu Ize vyuZivat k zvyraziiovani nerovnosti
povrchu, ¢ehoz je dosahovano osvétlovanim z pouze
jednoho sméru. Tato metoda je idedlni pro nerovné
nebo zvinéné vzorky a pro fezné plochy.

Nejvhodnéjsi metoda pro zjiStovani
ryh a podobnych vad

Rozptylené nebo odrazené svétlo je vyzafovano
tak, aby dopadalo na povrch vzorku Sikmo, a tim
zvyraziiovalo prach, ryhy a dal§i vady. Prach a ryhy
se v zorném poli jevi jako svétlejsi.

DF (temné pole) ZvySeni kontrastu

na nanometrické urovni
Tato metoda vdm umoznuje provadét vizualizaci
povrchovych nerovnosti na nanometrické trovni. Je
idedlni pro kontroly polovodi¢ovych waferd, tenkych
povrchovych vrstev, LCD panelll lepenych za pouziti
technologie ACF a sklenénych povrcha.

Zvyraznéte obrysy pozorovaného
vzorku

Tato metoda zvySuje kontrast zizenim clony
optického prvku, coz vam umozriuje vidét ostry a
Zivy obraz. Svétlé Casti se jevi jako jasnéjsi, zatimco
tmavé plochy se zobrazuii jako temnéjsi.




Snazsi zobrazeni Skrabanct diky diferencialnimu interferenénimu kontrastu

Vady, jako jsou Skrabance, které nejsou viditelné ve svétlém poli, jsou snaze vidét pomoci diferencialniho interferenéniho kontrastu.

BF: Nelze pozorovat nerovnosti povrchu DIC: Lze urcit Skrabance, které nebylo mozné ve svétlém
poli pozorovat.

Kontakt integrovaného obvodu

Vyhodnoceni pnuti pomoci polarizace

BF: Nelze pozorovat pnuti PO: Pnuti v kazdé ¢asti Ize diagnostikovat pomoci
kontrastu a barvy podle polarizaénich charakteristik.

Vyrobek lisovany z plastu
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Rychlé a snadné zmény zvétsSeni

U nékterych digitalnich mikroskopd je pfi nastavovani rozdilného zvétSeni potfebna vymeéna objektivu. Tento postup mize byt pomaly
a pripadné miiZze pokazdé vyzadovat odpojeni kabelu kamery a rovnéz restartovani softwaru. Béhem tohoto postupu mize také
dochazet ke ztraté zobrazeni vybraného mista na pozorovaném predmeétu, coz vede k dalSimu hledani pozorovaného mista, a tudiz i
ztraté Casu.

Digitalni mikroskop DSX1000 vam umoznuje snadno a rychle ménit zvétSeni v rozsahu od makroskopickych po mikroskopické
hodnoty, a tim minimalizovat moznost ztraty zkoumaného mista na pozorovaném predmeétu.

Rychlé zmény zvétSeni pomoci zasuvného
objektivového revolveru

K hlavé mikroskopu miiZete soucasné pripojit dva objektivy Predni objektiv Zadni objektiv
a poté rychle ménit zvétSeni pouhym presouvanim téchto ——
objektiva.

| osdiy
Okamzité prepinani objektivovych nastavci

Funkce rychlého prepinani objektivi vam umozriuje nalézt
nejvhodnéjsi zvétSeni pro prave provadénou kontrolu. Po

vymeéne objektivu se automaticky aktualizuji informace o zvétSeni Posunutim objektivu rychle zménite zvétsent
a o zorném poli.

Nastavec s jednim objektivem Nastavec se dvéma objektivy

d

Vyména objektivového néstavce provadéna v jednom kroku

Funkce optického zvétseni s rychlym motorickym
pohonem

Zvétseni a zmenseni zobrazeni se provadi otacenim ovladace

s kruhovou stupnici na konzoli optického systému. Opticka
zoomovaci hlava umoznuje zmeény zvéetseni v Sirokém rozsahu za
pouziti jediného objektivu. Jeji pohyb je piné motorizovany, diky
¢emuz vam pomaha odstrariovat Casté chyby, K jejichz vzniku
muze dochézet pfi ru¢nim nastavovani priblizeni.

Kazdy objektiv podporuje az 10nasobny pomeér zvétseni.



ZvétsSeni urcéené oblasti pomoci zoomu ROI

Zadejte polohu a velikost oblasti, kterou chcete pfi sledovani zivého obrazu zvetsit, a zvétSete ji. Diky zadani specifické oblasti se
mUzete rychle priblizit k bodu, jenz chcete méit.

Pokud chcete tuto oblast zvétsit na celou obrazovku a provadét pozorovani, posunite Zluty ramecek a kliknéte na néj. Motorem
pohanény stolek poté bude ve spolupraci s priblizenim provadét potrebné Upravy.

Pozice vzorku je vzdy zaznamenana

Systém zobrazuje oblast, kterou aktualné pozorujete, v ramci celého obrazu, a to i pfi pouZziti reZimu priblizeni, takze se v obrazu
neztratite.




Spolehnéete se na vysledky svych mereni diky zarucené”
presnosti a spolehlivostsi

Do not hold here to move the stage.

Telecentricky opticky systém, jimz je mikroskop vybaven, vam umoznuije ziskat velmi pfesna mereni, zatimco zaru¢ena presnost a
preciznost vam umozni mit jistotu ve své vysledky.

*Aby byla zaru¢ena presnost ve smérech XY, musi byt postup kalibrace proveden servisnim technikem spolec¢nosti Olympus



Zarucena presnost meéreni

Spolehnéte se na vysledky svych méreni

Presnost mnoha béznych digitalnich mikroskopd i optickych mikroskopd neni zaru¢ena.

Mnoho mikroskopl nenabizi osvédceni o kalibraci

DSX1000 s presnosti meteni

HHHHH

10 pm
11 um?

Nestala hodnota Presna hodnota

DSX1000 Diky zaru€ené presnosti méreni muzete piné duvérovat ziskanym vysledkum.

Kalibrace provadéna v misté instalace

| kdyz byla presnost méreni vaseho mikroskopu zarucena v dobé expedice pristroje z vyrobniho zavodu, tyto vysledky mizete po
instalaci zménit.

Osvéddeni o kalibraci neni standardni DSX1000 s osvéd&enim o kalibraci

20

DSX1000

Spolehlivost méreni zajisSténa kalibraci provadénou v misté instalace.
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Vysoce presné méreni

P¥i zobrazovani vysokych vzorkd pomoci konvenéniho mikroskopu mize byt méfeni nepfiznivé ovlivilovano konvergenénim jevem,
ktery mlze zpUsobovat, Ze velikost pfedmétu se jevi odliSné v zavislosti na bodu zaostreni. Kvdli tomuto jevu je ziskavani presnych
vysledk( nesnadné. Telecentricky opticky systém mikroskopu DSX1000 tento jev potlacuje, ¢imz umoZnuje dosazeni vy$si presnosti
meéren.

Konvencni digitalni mikroskop DSX1000
(bez telecentrického optického systému) (s telecentrickym optickym systémem)

V oblastech pravého a levého okraje jednoho V oblastech pravého a levého okraje jednoho
zorného pole je velikost rozdilna. zorného pole je velikost stejna.

Co je telecentricky opticky systém?

Telecentrické objektivy poskytuiji stejnou Urover jasu ve strfedu zorného pole i v jeho okrajovych oblastech. Pri pouziti
telecentrickych objektivi se velikost obrazu (zvétSeni) neméni ani tehdy, jestlize se vzorek pfi ostreni pohybuje ve
svislém smeéru. Tento opticky systém vam umozriuje zaznamenavat obraz celé nahoru sméfujici plochy vzorku, coz
zvySuje presnost méreni.

Bez telecentrického optického systému ) S telecentrickym optickym systémem

Pri méreni vzdalenosti mezi dvéma body na snimcich nad a pod Vysledek méreni je stejny mezi obrazky nad i pod rovinou ostrosti.
zaostfenim se vysledky mohou lisit.

! Normalni objektiv Telecentricky objektiv

1y
/I\
ya =N

Pri pouziti normalniho objektivu Pri pouziti telecentrického
muze byt povrch vzorku z ¢asti objektivu povrch vzorku
skryty kvdli nerovnostem. kvUli nerovnostem skryty
neni.
Obrazy maji riizné velikosti. Velikost obrazu je stejna.
Pod rovinou ostrosti Pod rovinou ostrosti



Zarucena presnost a opakovatelnost

PFi vSech zvétSenich je zaruCena presnost a opakovatelnost
méreni, diky cemuz se mlzete na vysledky svych méreni piné
spolehnout.

v
Méfeny predmét: Starjdardni méfitko 1,00 mm

Pocet méreni Vysledek méreni

1,0 mm
1,02 mm
0,99 mm
1,01 mm
1,0 mm

1,0 mm
0,99 mm

N o o~ W N =

Pocet méreni Primérna hodnota

7 1,00 mm

=

—

Opakovatelnost

~
/

Presnost

Opakovatelnost
a presnost

.
S,

,

8

i/

~—

!

)

N\
oy,

NN
AR

LB \
JAB

Calibration
RCLO0510

*Aby mohl byt vydan certifikat, musi kalibracni prace provést specializovany servisni personal spole¢nosti Olympus.
*Olympus vydava certifikat o kalibraci potvrzeny kalibracnimi schvalovacimi laboratofemi ILAC-MRA.

Garance vykonného méreni ve vasem pracovnim prostredi

Po zakoupeni systému DSX1000 bude vyslanym technikem
provedena kalibrace tohoto systému pfimo na vaSem pracovisti
tak, aby byla zaru¢ena stejna uUroven presnosti jako v dobé
vypraveni zasilky z vyrobniho zavodu.

Rozmanita certifikace

DSX1000

Zajistéte si stalou presnost provadénych méreni

K dalSimu snizeni kolisani
presnosti méreni je,

je tfeba provadeét kalibraci
objektivd a pomérd optického
zoomu. B&Zné se sice jedna o
Gasove narocny postup, avsak
pomoci funkce automatické
kalibrace Ize kalibraci provadét
rychle a snadno.

Kalibragni vzorek
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PokrocCila méreni, ktera jsou rychla a snadno dostupna

Intuitivni software mikroskopu je dodavan s celou fadou vykonnych a snadno pouzitelnych analytickych funkci, které zlepsuiji kvalitu a
rychlost vasSich inspekci. Softwary pro ziskavani dat a jejich analyzu jsou oddélené, coz vam umozniuje analyzovat obraz béhem jeho

snimani. Efektivitu zvySuje i pouziti dudlniho snimace.

[Ty [ o

867.606 785.406 413.500

Al Hegit  zoom | 11%(F)

1  Specify the measurement line

Line type Auxiliary tools

X v ‘ »
Morirontal  Vertieal 7 poinfc.

3ponts  Povoonal

PttoPt

1

Delete

point

AL
Delete ail

[

® Height Intensiry Color

Intensity = -

2 Measure

Auxiliary tools

Measuring function

 from reference line

Create report

Pokrocilé funkce méreni

Software DSX1000

Méreni profilu, povrchové drsnosti a dalSich prvkl Ize provadét na vysoké drovni.

-r;Meamreinent = 2 @
Image list ?1 - ) B!
- P |
Color - -l-
1 p
Height =, — L ol ofjoo
®é M @ Rl
O ' — |7 NE)

2

: e ) |

Contour 2
Datashe rofile measurement
No.Result Width[um ] Height[um] Length[um] Angle[®] File name
w1 443732 466679 643.062 46.444 P22 3D
- e
Heightfm) 466.679
Lengénlum] si3.862
Angiege] 6.4
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Jednodussi analyza diky pokrocilym funkcim

Meéreni profilu jednim kliknutim

Méreni profilu

Funkce méfeni profilu zobrazuje profil povrchu, kdyz libovolné stanovite méfici Saru v dané poloze pfi méreni na obraze. Umi také
zméfrit krok mezi libovolnymi dvéma body, $itky, plochy priifezu a poloméry. Na rozdil od kontaktnich méficich nastrojd je zde
nastaveni méficich pozic snadné. Céry a body méfeni miizete na snimku zkontrolovat, takZe i velmi malé misto Ize presné zmétit.

Automaticky extrahujte funkéni body

Nastroj pro podporu profilt

Pozadovanou linii mérenti Ize vytycit uréenim maximalnich/miniméalnich bodC na uréeném misté, uréenim kiizeni dvou linii, stfedu vélce
nebo stfedu koule. Pokud je v ziskanych datech uréeno misto, body funkci se dle stanovenych podminek automaticky extrahuji a tim
se omezi odchylky zplisobené uZivatelem.

=]
‘ X
Point ] 3 points Midpoint

7 '@ ']

Min. Sphere Cylinder Plane Intersect. streak

Automaticky extrahujte funkéni body

Pomocny nastroj pro méreni

Méfeny bod Ize spravné uréit pomoci nejvyssiho, nejnizsiho, stfedniho a/nebo primérného bodu. Jakmile je misto méreni definovano,
data méreni se zagnou automaticky zaznamenavat.

Méreni kroku mezi nejvy§Sim a nejnizSim
bodem profilu povrchu
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Porovnani vysek s referenéni rovinou

Méreni vysky stupné

Zadani referencniho mista vySky a mista méreni, které bude
pouzito jako cil porovnani v ziskanych datech, vam umozni
kvantifikovat maximalni, minimalni a primémé skokové rozdily
mezi referencnimi a mefenymi misty. Uréena mista Ize ulozit a
nacist pozdeji, diky cemuz je tato funkce idedlni pro opakovana
méreni.

Vizudlni a kvantitativni ovéreni rozdildi v datech oom e B [ [Mircensey [T coor | Al v zoom

Méfeni rozdild

Reference image Analysis image

um
545 914

198.401

Rozdily, v&etné rozhodnuti ,go/no-go*“, tvarové (vyskoveé) rozdily
pred/po opotiebeni, povrchové plochy a objemy Ize oveérit

vizudliné a kvantitativng. Jedinym kliknutim mdzete zarovnat e o e e
polohu mezi daty XYZ®, coz usnadnuje s

560.414
m

analyzu rozdild ve tvarech povrchu. v

400

Méreni drsnosti povrchu

MUizete také snadno sledovat stav povrchu, a to tim, Ze budete
provadét kvantitativni linearni a plosna méreni drsnosti za pouziti
parametrd Ra a Rz.

Analysis parameter

Sgq 401406 [um S5k -0.089
Sk 1.363 ip 511.759 [pm]
v 746.314 [um 5= 1258.073 [um]
Sa 368.356 [um

Specializovana analyza

Integrovana s OLYMPUS Stream™ softwarem

Data zachycena mikroskopem DSX1000 Ize snadno zobrazit a analyzovat pomoci volitelného softwaru pro analyzu obrazu OLYMPUS
Stream pro specializované aplikace.




Distribuce c¢astic

Méteni fyzikalnich viastnosti ¢astic je obvykly Ukol v fadé riiznych odvétvi a casto predstavuje Kli¢ovy parametr pro vyrobu mnoha produktd. Regeni pro
zjistovani distribuce Castic v materidlech klasifikuje parametry ¢astic na zakladé jejich morfologie, véetné charakteristik, jakymi jsou napriklad velikost,
pramér, plocha, barva a protazeni, a sestavuje grafické zndzomeni této distribuce. Pro lepsi pochopeni vysledk( Ize kategorie této klasifikace definovat
pomoci barevnych kod(.

Klicové vlastnosti

- Zjistovani poctu Castic na
jednom nebo vice snimcich
(motorizované rfeseni)

- Klasifikace podle vybraného
rozmeru mezi velkym poctem
volitelnych moznosti

- Kédovani a validace vysledk(
podle norem uzivatele

Typické oblasti pouziti

- Mira reaktivity pri rozpousténi
(napr. katalyzator, tablety)
Stabilita v suspenzi (napf.
sedimenty, natéry)

- Uginnost podavani latek (napt.
inhalatory k lécbé astmatu)

- Textura a hmatovy dojem (napr.
potravinarské prisady)

- Vzhled (napr. praskové poviaky
a inkousty)

Distribuce ¢astic (Castice
extrahované na membranovém filtru)

Vyhodnocovani nodularity grafitu

Toto feSeni automaticky vyhodnocuje nodularitu a obsah grafitu ve vzorcich litiny (nodularniho a vermikularniho typu). Tvar, distribuce a velikost
grafitovych uzlovych bodl jsou Klasifikovény podle norem EN ISO 945-1:2018, ASTM A247-17, JIS G 5502:2001, KS D 4302:2006, GB/T 9441-
2009, ISO 16112:2017, JIS G 5505:2013, NF A04-197:2017 a ASTM E2567-16a (pouze pro nodularitu). Toto feSeni rovnéz pomaha pfi stanoveni
pomeéru feritu a perlitu v litinovych prarezech.

Klicové vlastnosti Typické oblasti pouziti e s L
- Méreni pomeéru feritu a perlitu
(u leptanych vzorkd)

a distribuce grafitu

- V8echny vzorky litiny (kovové
Gasti vyzaduiici vysokou ol .
pevnost, slévatelnost atd.) .

(u neleptanych vzorkd)

- Méreni distribuce
vermikularniho grafitu pomoci
standardnich tabulek

- Moznost vybéru riiznych
norem

Méreni tloustky vrstvy

Reseni pro litinu

(tvarna litina s obsahem nodularniho grafitu)

Meéri tloustky vrstev kolmo k neutrdlnim viakntm, pres nejkratsi vzdalenost, nebo paralelni metodou. UZivatelé nyni mohou méfit vrstvy s rovnymi nebo
nerovnomeérnymi hranicemi. Software pro méreni tloustky vrstvy vypoditava primérmé, maximalni a minimalni hodnoty i statisticka data pro kazdou
vrstvu. Hranice vrstev Ize urcit pomoci automatické detekce, s pouZitim ,kouzelné hilky“ nebo manuélniho reZimu. Jednotliva méreni Ize pridavat

a odstranovat pozdgji.

Klicové vlastnosti

- Moznost vybéru rlznych fazf

pomoci automatického rezimu,

Lkouzelné hiilky“ (Magic wand)
a manualniho rezimu méreni

- Automatické mérenf vrstev
provadené pomoci neutralniho
vlakna jako referencni vrstvy

- Flexibilni vybér vice bodl nebo
vzdalenosti mezi body

Typické oblasti pouziti

- CVD, PVD, plazmové poviaky

- Anodické oxidacni vrstvy

- Chemicke a galvanicke
nanaseni

- Polymery, barvy a laky Reseni pro tloustku vrstvy

(prafez barvou a zakladnim lakem na oceli)

Mﬂ
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Automatizované funkce usnadnujici pracovni postup

Jednoduché automatické vicebodové porizovani snimk{ a méreni pomoci mikroskopu DSX1000 zefektivni vase analyzy

od zadatku do konce.

1. Zadejte a upravte body pro vicebodové pofizeni snimkd pomoci souboru CSV

PouZijte funkci potizeni snimku pfi pohybu, abyste automaticky zobrazili mista zanesena do souboru CSV. U nékterych mikroskopt
musi byt kazdy bod zobrazen samostatné, ale u systému DSX1000 Ize tento proces automatizovat, coz Setfi Cas.

Advanced acquisition X

Alignment | Stage coordinates | Traveling acquisition

~0% 0
) (=]

=

Base axis (2 points) and vertical axis (1 point)

Coordinate XY point

Base axis 9 Xaxis

® Y axis

No.  Xcoodinsle Y courdinale

5000

2000
5000

1000

SEEEITIR g W)

(-

Serizeni

No. X coordinat ¥ coordinat Move
1 | 100 oN
I T 100 oN
um 3 | 100 ON
4 [300 100 oN
L 5 | 100 oN_|=
6 [sm 00 N
Move @ON @ OFF 7 i) B on
) 8 oo 0 oN
[CJ Matrix A 200 o on 1L
Base point | 10 |40 0 OoN
. . T [sm o oN
- o~ 0 | -100 oN
Matrix | 1 e 3 T |em 10 [
1 |0 “100 oN
pich |1 B[ [ |3 o -100 on_|.

Nastavte pracovni stolek pomoci souboru CSV

2. Vyvolejte vSechna nastaveni kontrolniho pozorovani

Podminky, za kterych byl jakykoli snimek pofizen, miZete snadno ziskat jednim kliknutim, coz umozriuje opakované kontroly za

stejnych podminek a nastaveni.

Podminky, za kterych byl snimek potizen, jsou u

kazdého snimku ulozeny. Tyto podminky je pak )

mozno opakované naditat jedinym Kkliknutim.

Advanced acquisition X
Alignment | Stags coordinates | Traveling acquisition |

I Move to Z escape position

Z escape distance 10000 m

] Execute AF on each acquisition

¥ Perform measurement after acquisition

Acquisition is performed by acquisition conditions in main
window.

Pofizeni snimku pfi pohybu



3. Automatické pofizeni snimkut nékolika registrovanych bodu

Motorem pohanény stolek se automaticky presune ke kazdému registrovanému bodu a poridi 2D nebo 3D snimek — béhem
porizovani snimk’ mazete zadit s analyzou.

4. Okamzity vystup vysledkli méreni do zpravy na zakladé pfedem definované Sablony

Pomoci Sablony analyzy Ize vSechny operace a postupy obsazené ve zprave ulozit jako Sablonu. PouZiti Sablony pfi opakovani
stejnych méreni pomaha zajistit konzistenci mezi analytickymi zpravami a uZivateli.

|*semiconductor | =B ) *Semicanductor_1

Front page | Measurement condition | Auto edge measurement [+] LR Front page | Measurement condition | Auto edge measurement [+] LARREN]

Report Title Report Title

Okamzita tvorba zpravy na zakladé Sablony

Provedte kontrolu a provedte méreni

*Somiconductor

Front page condition | Auto edge measurement [+]
*Semiconductor_1

Report Title|
— it condition | Auto edge measurement [+]

Front page | M
Report Tl onductor_2 EHEH
condifion| Auto edae [ <> ¥

*Semiconductor_3 =lEi=]

Front page | Measurement condition | Auto edge measurement [+] ooy

Report Title
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Prafez desky
kondenzatoru

- -

Polovodice/Elektronika

VARRRERE]

il

fLited

RS

RO

AU,

Koaxialni kabel




Automobilovy/Kovozpracujici pramysl

Prarez ventilu motoru

)

Automobilové relé

Nabojova svorka
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Material/Chemicky pramysil
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Pozlaceni



Dalsi analyticke aplikace

Solarni panel Gumova napln
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Viyrobni rada

Model Z&kladni model Model s funkei naklapéni Model s vysokym rozlisenim Spickovy model
Prednostni volba pro analyzu Moznost analyzy
. Zakladni rozsah funkci . . . Snimky s vysokym rozlisenim  nejrozmanitéjsich typli vzorkd za
Popis modelu . nepravidelné tvarovanych S ) e Al
a snadné ovladatelnost vzorkd pro pokrocilou analyzu pouziti nékolika rliznych metod
pozorovani
Standardnf Mikroskop Univerzalni zoomovacf hlava
vybaveni motorizovana *DIC : Diferen¢ni interferenéni
zoomovaci kontrast D [ ) [ )
hlava *Zvetseni hloubky ostrosti
Rezim
Standardni zoomovaci hlava [ ) [ ) D
Metoda pozorovani
BF :Svétlé pole
DF :Temné pole
OB :Skmé o o o o
MIX :SMISENE
POL  :Polarizované svétlo
Naklapéci ram (+ 90°
Mikroskop aklapsci ram (+ 90°) | Y O PS
ram Vzptimeny ram [ ) D [ ] |:|
Pracovni stolek XY s motorickym
pohonem s rotaci (+ 90°) I:l o
Pracovni Pracovni stolek XY s motorickym
stolek pohonem D e ot D
Rucné ovladany pracovni stolek XY . D
Konzole I:l o { ‘ ([
Objektiv s mimoradné dlouhou
pracovni vzdalenosti
Objektivy* Objektiv s dlouhou pracovni *Viz typova fada objektivi na strané 35-36
vzdalenosti
Objektivy UIS2
Software Aplikadni software Méreni profllu,l méfen rozdilu, méreni vysky nerovnosti, méfeni plochy/objemu, méfeni linearni drsnosti, méreni plosné
drsnosti, analyza histogramu
Kalibracni vzorek
Ostatnf S - [ ] [ ) [ ) [ ]
Ridici pocita¢ / zobrazovaci monitor
Volitelné vl v R yet?
pislusenstvi Transmisni osvétleni I:l D D D
Rozptylovy adaptér D D D D
Adaptér
Adaptér odstrarujici reflexe D D D D
Automatické detekce hran D D D D
Analyza Gastic | | | |
Software
Analyza uhlt povrchu koule/vélce I:l D D D
Celkova experimentalni asistence*
(Funkce analyzy vice dat) D D D D
Ostatni Pouzdro k ukl4dani objektivi | | O O

600

® : Standard [ : Volitelné prislusenstvi




Systémovy diagram

DSX10-UzH

Universal zoom head

) DSX10-SZH

Standard zoom head

: Objective
' | I I
: Super long working Super long working Lens attachment Lens attachment for UIS
1 distance objective lens distance objective lens E = for XLOB E = (Three pieces as one set)
' DSX10-SXLOB1X DSX10-SXLOB3X (Two pieces as one set) DSX10-LAUIS
: DSX10-SXLOB10X DSX10-LAXL
' EE L] .
' Long working I Adapter
1 distance objective lens UIS2 objective lens = BD-M-AD
' DSX10-XLOB3X MPLFLN5XBDP I
: — DSX10-XLOB10X MPLFLN10XBDP
f DSX10-XLOB20X MPLFLN20XBDP Q UIS2 objective lens
1 DSX10-XLOB40X MPLFLN50XBDP MPLAPONS0X
1 LMPLFLN10XBD MPLFLN1.25X
: LMPLFLN20XBD MPLFLN2.5X
1 LMPLFLN50XBD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. = =
: Polarized illumination adaptor  Diffused illumination adaptor Diffused illumination adaptor Stso;a%?l_cgse
1 for DSX10-SXLOBX for DSX10-SXLOB1X/10X for DSX10-SXLOB3X N
' DSX10-POAD DSX10-DIAD1X10X DSX10-DIAD3X (Three pieces of lens attachments)
1
e
B R I e .
1 1
1 Stage I '
1 1
. I !
' Adaptor for manual stage 1
! Rotatable motorized Motorized XY stage DSX10-MSTAD :
, XY stage DSX10-MTS !
1 DSX10-RMTS 1
1 Manual stage !
, U-SIC4R2 !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Wafer holder plate 1
1 | U-WHP2 . Stage plate 1
! L] U-MSSP4 !
1 1
1 1
: Rotatable wafer holder :
' BH2-WHR43 |
1 1
1 1
1 1
1 1
e e e e e e e e e e e e mmmmmmmmm === === === = e e e e = = = = = = = = = = == == M
P L I e e T, e T

Microscope Control box

frame

0 Tilting frame [ Upright frame
DSX10-TF DSX10-UF

Cotrol box
DSX10-CB

Console
DSX10-CSL

Calibration sample
DSX-CALS-HR

L =D

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT

o

Basic software

——
——

DSX10-BSW-2

(Optional software)
Edge detecting measurement software
DSX10-ASW-EDM, OLS50-S-ED

Particle analysis software

DSX10-ASW-PAM, OLS50-S-PA
Sphere/cylinder surface angle analysis software
OLS50-S-SA

Experimental total assist software
OLS51-S-ETA
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Objektivove CocCky
Zvétseni na monitoru

Objektiv s mimoradné velkou DSX10-SXLOB1X

pracovni vzdalenosti

@ Poskytuje velkou pracovni vzdalenos
mezi objektivem a vzorkem DSX10-SXLOB10X

DSX10-SXLOB3X

20x

40x 100x 200x

49-493x

Objektiv s vysokym rozliSenim a velkou DSX10-XLOB3X

pracovni vzdalenosti

® Poskytuje jak vysoké
rozliSeni tak i dlouhou
pracovni vzdalenost

DSX10-XLOB10X

DSX10-XLOB20X

DSX10-XLOB40X

Vysoce vykonny objektiv s vysokou MPLFLN1.25X

numerickou aperturou

, L . MPLFLN2.5X
@ Poskytuje vysoky vykon v rozsahu nanometru

T max
[ sax

MPLFLN5XBDP

MPLFLN10XBDP

MPLFLN20XBDP

MPLFLN50XBDP

82-822x

MPLAPON50X

LMPLFLN10XBD

LMPLFLN20XBD

LMPLFLN50XBD




500x

1 000x 3 000x 6 000x

9 000x

Pracovni
vzdalenost
(mm)

NA

Zorné pole
()

19 200-2 740
66,1 0,09 9100-910
164- 411 0,20 2 740-270
30,0 0,09 9100-910
164-1 644x 30,0 0,30 2 740-270
320-3 280x 20,0 0,40 1370-140
‘ 650-6 570x 4,5 0,80 690-70
’ 3,5 0,04 17 100-2 190
. 10,7 0,08 10 200-1 100
12,0 0,15 5 480-550
164-1 644x 6,5 0,25 2 740-270
320-3 280x 3,0 0,40 1370-140
820-8 220x 1,0 0,75 550-55
820-8 220x 0,35 0,95 550-55
164-1 644x 10,0 0,25 2 740-270
320-3 280x 12,0 0,40 1370-140
820-8 220x 10,6 0,50 550-55

*ZvétSeni na 27palcovém monitoru.
*Modely DSX10-SXLOB1X, 3X, 10X a DSX10-XLOB3X nepodporuji metodu polarizaéniho pozorovani.

*Model MPLAPON50X nepodporuje pozorovani v temném poli a MIX pozorovani.

*Modely MPLFLN1.25, 2.5X podporuji pozorovani ve svétlém poli a Sikmém pozorovani.

*Zorné pole: Pfi poméru stran 1 : 1 diagondlné (s vychozi tovarni hodnotou)

Systém zpracovani ¢ocek pouzivany
spoleénosti Olympus

Vytvorili jsme automatizovany systém zpracovani ¢oéek, ktery nam
umoznuje dodavat optiku o nejvyssi dosazitelné kvalité. Diky tomu jsme
nyni schopni vyrabét vysoce presné ¢ocky s jemnosti dosahujici az
1/10 000 mm.

Za vyspély technologicky vyvoj bylo spoleénosti
Olympus udéleno ocenéni Yellow Ribbon Medal
V roce 2018 ziskala spole¢nost Olympus ocenéni Yellow Ribbon Medal

za Uspé&sny vyvoj pokrodilé metody zpracovani Gocek objektivi o
vysoké presnosti dosahujici az 2 pm. Soucasti programu bylo odborné
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Technické parametry

Technické parametry hlavni jednotky

DSX10-SZH DSX10-UzZH
Opticky systém S telecentrickym optickym systémem
Pomér zoomu 10X (s motorickym pohonem)
Metoda zvétseni optického zoomu Motorizovany
Kalibrace Automaticka
Drzék objektivil Rychle prepinani vkodoyaneho d/rzakuvovbjelfnvu automatwgky provadi
Opticky systém aktualizace informaci o zvétSeni a zorném poli
Maximalni celkové zvétSeni (na 27palcovém monitoru) 8 220x
Pracovni vzdalenost (WD) 66,1-0,35 mm
™ 1
Presnost a opakovatelnost | Pfesnost 3%
(rovina X-Y) Opakovatelnost 3, 2%
Opakovatelnost (0sa 2) 2 Opakovatelnost ,, 4 1pm
Obrazovy snima¢ CMOS 1 /1,2 palce, 2,35 milionu barevnych pixell
Chlazeni Chlazeni pomoci Peltierova ¢lanku
Snimkova frekvence 60 fps (maximalni hodnota)
Kamera
Normalni 1200 x 1200 (1:1) /1 600 x 1 200 (4:3)
Jemné Neni k dispozici 1200 x 1200 (1: 1)/ 1600 x 1200 (4: 3)
Mimoradné jemné Neni k dispozici 3600 x 3600 (1: 1) /4 800 x 3 600 (4: 3)
Zdroj barevného svétla LED
Osvétleni
Doba Zivotnosti 60 000 h (konstrukéni hodnota)
BF (svétlé pole) Standardni
OBQ (8ikmé) Standardni
DF (temné pole) Standardni
P Kruhové LED osvétleni rozdélené do ¢ty kvadratt
Lz . Standardni
Pozorovani MIX (svétlé pole + temné pole) Soucasné pozorovani v BF + DF
PO (polarizace) Standardni
DIC (diferenciélni interferenéni kontrast) Neni k dispozici | Standardni
Zvyseni kontrastu Standardni
Funkce zvySovani hloubky ostrosti Neni k dispozici | Standardnf
Transmisni osvétieni Standardni®
Ostreni Motorizované
Ohnisko
Zdvih 101 mm (motorické)

*1 Je nezbytné, aby kalibraci provadél servisni technik spolec¢nosti Olympus nebo autorizovaného prodejce. Aby bylo mozno zarucit potfebnou presnost ve smérech XY, je zapotrebi provadét kalibraci
pomoci prislusenstvi DSX-CALS-HR (kalibracniho vzorku). *2 Pri pouziti objektivu se zvétSenim 20X nebo vyssim. *3 Je nutné pouzit volitelné prislusenstvi DSX10-ILT.

Objektiv DSX10-SXLOB DSX10-XLOB uIs2
Maximalni vyska vzorku 50 mm 115 mm 145 mm
Maximalni vyska vzorku(pozorovani s volnym uhlem) 50 mm
CGodka objektivu | Parfokalni vzdalenost 140 mm 75 mm 45 mm
Drzék objektiva Integrované s objektivem K dispozici
Maximalni celkové zvétseni (na 27palcovém monitoru) 23-1 644x 49-6 570x 26"-8 220x
Aktudlni zorné pole 19200 pm - 270 pm 9100 pm - 70 um 17 100 pm - 50 pm
Difuzni adaptér (volitelné prislusenstvi) K dispozici Neni k dispozici
Adaptér
Adaptér pro eliminaci odrazd (volitelné prislusenstvi) K dispozici Neni k dispozici
Drzék objektivi | Pocet objektiva, které je mozno pripojovat Nejvyse 1 kus g;‘zi‘gfc Je sloucen s NejvySe 2 kusy
Pouzdro ¢ocky objektivu Lze ukladat tfi drzaky objektivi
*4 Celkové zvétseni pri pouziti prislusenstvi MPLFLN 1,25X
Pracovni stolek DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2
Pracovni stolek XY: motorizovany / manuélni Motorizovany (s funkci rotace) Motorizovany Manuélni

Rezim priority pojezdu stolku: 100 mm x 100 mm

Rezim priority rotace: 50 mm x 50 mm 100 x 100 mm 100 - 105 mm

Pojezdu stolku ve sméru XY

Pracovni stolek Rezim priority pojezdu stolku: +20°

Uhel rotace Rezim priority rotace: +90° Neni k dispozici
Zobrazeni Uhlu otocenf Grafické uzivatelské rozhranf Neni k dispozici
Odolnost proti zatizeni 5kg (11 1b) 1kg (2,2 b)
Snimek DSX-UF DSX-TF Displej LCD displej o Uhlopficce 27 palct
Zdvih ve sméru osy Z 50 mm (rucéni) Rozlisent 1920 (H) x 1080 (V)
Pozorovani s néklonem Neni k dispozici +90°
Zobrazeni Uhlu néklonu Neni k dispozici Grafické uzivatelské rozhrani
Metoda uhlu néklonu Nenf k dispozici Rucné upevnovaci/uvolfiovaci rukojet
Cely systém Systém se vzpiimenym ramem Systém s naklépécim ramem
H_motr)ost (rém, hlava, pracovni stolek s motorickym pohonem, 43,7 kg (96,3 Ib) 46,7 kg (103 Ib)
displej a konzola)
Spotieba energie 100-120V / 220-240V, 1,1/0,54 A, 50/60 Hz

37



Redeni na miru

Rozsirte své moznosti kontroly

Diky presnosti a snadnému pouZiti je digitalni mikroskop DSX1000 vhodny pro mnoho prdmyslovych kontrol a jeho moznosti
prizplsobeni poskytuiji velkou flexibilitu. Inspekce jsou zfidka standardni a mikroskop DSX1000 na miru mize poskytnout funkce,
které potrebujete pro vasi aplikaci a pracovni postup.

Nad ramec standardu

o \/&tSi stolky pro velké a tézké vzorky
e \/ice mista pro vysokeé vzorky bez ztraty kvality obrazu
e Pridany rezimy pozorovani, napriklad fluorescence

e A mnoho dalich moznosti prizplsobeni na miru

Chcete-li se dozvédét, jak vam mohou pfizptisobena FeSeni DSX1000 pomoci, kontaktujte nas:

www.olympus-ims.com/contact-us
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* EVIDENT CORPORATION je drzitelem certifikace 1ISO14001.
¢ EVIDENT CORPORATION je drzitelem certifikace 1ISOISO9001.

* Veskeré nazvy spole¢nosti a produktd jsou i ymi ochrannymi zna i a/nebo ochrannymi zndmkami pfislu$nych vlast-
niki. Olympus a logo Olympus jsou ymi zna i & i Olympus C ion nebo jejich dcefinych spoleénosti.
* Vykonnostni charakteristiky a dal$i hodnoty popsané v této brozufe vychazeji z i provedenych ¢ i Olympus k fijnu
2021 a podléhaji zménam bez pfedchoziho upozornéni.
* Informace, véetné zaruéené presnosti, uvedené v této brozufe vychazeji z i V! & i Olympus.
- - o naleznete v navodu k pouziti.
EVI d entSC I e nt Ifl C - CO m *Obrazy na pocitac¢ovych monitorech jsou simulované.

E \\\/// I D E N T EVIDENT CORPORATION OLYMPUS

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japan
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